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はじめに イオン液体 (IL)は常温で液体のイオ

ン性化合物であり,水溶液や有機溶媒と混ざら

ず,高い導電性,極低蒸気圧などの特徴を有する

ため, 近年注目されている溶媒材料である. 代

表的なイオン液体は,数個の C原子を含む陽イ

オン分子と,ハロゲンやシアニド等の陰イオン

分子から成るため,官能基特有の化学反応を利

用できる新しい多原子分子イオン源として期待

されている [1,2]. 一方で,半導体工学 ·材料工学
·生化学 ·地球科学など理学 ·工学各方面で幅広
く活用されている 2次イオン質量分析法 (SIMS)

は,固体試料の局所領域を高感度に元素分析で

きる表面分析手法であり,現在はモノマーイオ

ン源が広く用いられているが,損傷量が多いと

いう問題がある. この点, ILイオンビームは,メ

タルフリーな多原子分子であり,低損傷かつ高

い 2次イオン放出効率が期待できる. このため

本研究では,メタルフリーかつ高収束可能なイ

オン液体イオン源による SIMS開発を目指し,

イオン液体 EMIM-BF4 の固体表面への照射効

果の評価や 2次電子 2次イオン電流測定の検討

を行った.

実験方法 多孔質炭素をエミッタとした ILイ

オン源 (ILIS)を用いて実験を行った. エミッタ

電圧の極性により正イオンおよび負イオンの生

成を決定した. 照射効果評価用の基板には, ポ

リスチレン (PS)基板, サファイア基板, 単結晶

Si(100)を使用した. 各基板のスパッタ深さ,表

面粗さ,表面化学状態,照射損傷については,触

診式表面段差計, AFM, XPS, RBSのチャネリン

グ法を用いて評価した.

実験結果 生成したイオンビームは ExB質量

分析の結果, 正イオンモードでは EMIM+ およ

び (EMIM-BF4)EMIM+から,負イオンモードで

はほぼBF−4 から構成されることがわかった. 図

1に示すように, 1 kVの加速電圧では PS基板

に堆積が見られる一方, 4 kV以上の加速電圧で

は PS基板をエッチングしていることがわかる.

また,正イオンに比べ負イオンの方がスパッタ

深さは大きい傾向であった.

図 1: PS基板のスパッタ深さ加速電圧依存性
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